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ABSTRAK

Kgian mengena biasan permukaan beberapajenis bahan kapsul di bawah tekanan tegak
Ssekata telah dijalankan bagi mendapat bahan terbaik bagi peranti MEMS. Kapsul
diperlukan bagi melindungi bahagian yang boleh bergerak di ddam peranti MEMS
sewaktu proses pembingkaian bertekanan tinggi dijdankan. Bahan kapsul yang terpilih
mesti mempunyal biasan permukaan kurang daripada 5 urn apabila berada di bawah
tekanan 100 atm. Smulas dijdankan menggunakan perisan Coventor Ware 2005.
Jgaan L9 di ddam Kaedah Taguchi (Screening design) telah digunakan bagi
mengoptimumkan proses pemilihan bahan terbaik kapsul. Bahan-bahan yang telah
dipilih untuk smulas ini idah Polyimide, Parylene C dan Epoksi-Resin (Karbon).
Varias ketebalan kapsul adalah di antara 150, 200 dan 250 um manakala varias tekanan
adalah di antara 80, 90 dan 100 atm. Kgian telah menunjukkan bahawa epoks-resin
mempunyai biasan kurang daripada 5 um pada semua varias ketebalan dan tekanan.
Manakala, Parylene C pula boleh diterima paka gpabila ketebalan kapsul melebihi 205
um pada semua tekanan. Waau bagaimanapun Polyimide terbukti tidak sesuai untuk
kapsul berkekuatan tinggi seperti yang diperlukan dengan mempunya biasan permukaan
melebihi 5 um pada setiap variasi. Secara kesduruhannya, Epoksi-resin (Karbon) telah
diiktiraf sebagal bahan kapsul di bawah tekanan tegak sekata terbaik bagi peranti dan
pake MEMS keranakekuatannya.



BAB1

PENGENALAN

11  PENDAHULUAN

Kgian ilmiah ini addah mengena kgian biasan permukaan beberapa jenis bahan
polimer yang digunakan sebagal kapsul di bawah tekanan tegak sekata bagi pemilihan
bahan terbaik kapsul peranti MEMSjenis meter pecut.

Motivas kgian ini adalah berdasarkan proses bingka yang bertekanan tinggi
di mana penggunaan kapsul pada pakg MEMS jenis plastik amat perlu untuk
memberi kekuatan mekanika agar dapat menampung tekanan tinggi sewaktu proses
penyuntikan bahan bingkai (Partridge, 2003). Penggunaan kapsul itu dinamakan
Pakg Tahap 0, ia dapat menghasilkan pakg kedap udara dan mengelakkan kerosakan
bahagian mekanika yang perlu bergerak (Gilleo, 2001).

Kgian ini juga addah kesnambungan penydidikan tegasan pada kapsul
polisilikon bertekanan tegak yang membuktikan smulas Coventor addah tepat
ramaannya bagi analiss biasan kecil (Hamzah 'et a., 2006). Kgian ini juga addah
sdah satu cadangan kgian bagi melengkapkan penydakuan peranti dan bahan yang
turut di ambil-kira ddam penentuan bahan kapsul kukuh bagi peranti MEMS yang
direkabentuk. Hasll daripada kgian ini akan menjadi sebahagian daripada kerjakerja
kesinambungan tersebut iaitu memberi kesmpulan bahan kapsul paing sesuai bagi
peranti MEMSjenis meter pecut secarakesaluruhan.



